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Как известно, многие материалы, представленные в виде тонкодисперс-

ных порошковых систем с размером частиц от 20 до 100 мкм, проявляют ад-

гезионные свойства. Данное явление связано с тем, что при измельчении до 

данных размеров частиц происходит значительное увеличение свободной 

поверхности частиц при уменьшении массы каждой частицы. Вследствие 

этого, в рассматриваемой системе возрастают электростатические силы и 

силы сухого трения частиц, что приводит к сцеплению, комкованию частиц 

порошка и налипанию его на отдельные элементы технологического обору-

дования. Особенно остро данная проблема ощущается при проведении про-

цесса разделения частиц по размеру, т.к. явление адгезии резко снижает эф-

фективность данного процесса. 

На данный момент наиболее перспективным является применение цен-

тробежных роторных классификаторов, обладающих довольно высокими 

показателями качества разделения по сравнению с аналогичными видами 

оборудования (ситами, гравитационными и аэродинамическими сепаратора-

ми). Одним из направлений совершенствования процесса разделения являет-

ся управление аэродинамическими течениями внутри ротора, что дает воз-

можность создания альтернативных сил классификации, компенсирующих 

электростатические силы и силы сухого трения. Примером данного техниче-

ского решения является ротор новой конструкции, схема движения воздуш-

ного потока внутри которого представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема движения воздушного потока внутри ротора 
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Спектрометрия отражательной способности поверхностей является рас-

пространенным методом неразрушающего оптического контроля параметров 

тонких пленок и интерференционных покрытий. Соответствующие измере-

ния могут быть выполнены, например, с использованием сканирующего 

спектрофотометра исследовательского класса Photon RT. В настоящее время 

для решения обратной оптической задачи используют приближенный анали-

тический алгоритм обработки спектра отражательной способности, реали-

зуемый коммерческим пакетом программ «OPTILAYER». В нем отражение 

частично когерентного света от границ пленки рассматривается в когерент-

ном приближении, а световые поля, отраженные от пленки и от обратной 

стороны подложки складываются как не когерентные сигналы. Можно пред-

положить, что точность такого подхода должна снижаться по мере уменьше-

ния толщины подложки. Однако соответствующие оценки до сих пор не 

проводились. 

Настоящее исследование направлено на устранение данного пробела. В 

работе получен аналог упомянутого выше стандартного приближенного ал-

горитма путем суммирования геометрических прогрессий, возникающих при 

рассмотрении последовательного отражения лучей на границах раздела сред. 

Показано, что он дает численные результаты для спектров отражательной 

способности, эквивалентные данным OPTILAYER. Проведен также более 

строгий волновой анализ отражательной способности слоистой структуры на 

подложке конечной толщины при ее освещении частично когерентным све-

том. На его основе сформулирован и реализован программно алгоритм, вы-

полняющий свертку когерентной отражательной способности с аппаратной 

функцией монохроматора. Выполнено сопоставление результатов обоих ал-

горитмов при исследовании пленок, расположенных на подложках различ-

ной толщины. В результате установлено, что стандартный алгоритм полно-

стью теряет применимость, если толщина прозрачной подложки становится 

менее 100мкм. Такая ситуация может возникать, например, при спектромет-

рии поверхностных слоев на полимерных пленках. 

  




